Interface Control Document
① サブシステム：レーザー光源
レーザー光源サブシステムは、光源本体、電源、冷却系、制御系、モニター系、インターロックシステム（安全管理用）からなる。また、光源全体は、クリーン環境下におかれる。
②　システムの所掌範囲

光源本体は、半導体レーザー励起Nd:YAGレーザーをベースにした、注入同期レーザーシステムと光増幅器からなる。電源は、商用交流電源から励起LDを駆動する安定化電源、制御系を駆動する安定化電源からなる。冷却系は、励起LDとレーザー結晶を水冷する。制御系は、機械的・光学的な制御素子と制御用電気回路群からなる。モニター系は、レーザー装置の状態を見るための測定器類を総合して言う。インターロックシステムは、緊急事態に備えて、レーザー発振の安全な停止を行なうシステムである。

他のシステムとの接続
1. 出力光→入射光学系

光
2. 干渉計→制御信号系

電気信号
3. モニター系→データ収録系

電気信号
4. 施設→電源



商用電源
5. 施設→冷却水系


水
6. 施設→インターロック系

電気信号
7. 施設→光源全体


クリーンルームの設置
8. 干渉計→インターロック系

電気信号
③ サブシステムへの要求仕様の整理
1. 出力：150 W 

2. 波長：1064 nm

3. 周波数雑音＠100Hz, 
[image: image3.emf]干渉計真空槽

クリーンルーム：クラス
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4. 強度雑音＠100Hz，
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5. 周波数制御帯域
＞1 MHz

6. 入力端子：周波数制御、強度制御、インターロック
7. 出力信号：出力、制御信号レベル、温度、発振モード、内部情報
8. 電源：単相200 V、150A（例起用LD、冷却装置）
9. 電源：単相100 V、100A（制御装置、モニター装置等）

10. クリーン度：クラス100

11. 1次冷却水：15度、流量：TBD
④関連するサブシステム間のインターフェースの定義：
1. 出力光→入射光学系
· 入射光学系の光学モードに合わせて、レーザービームの光学軸の位置・角度（アラインメント）、ビーム半径の調整。

· アラインメント調整用のミラー角度はデジタル制御可能なマウントを用いる。
2. 干渉計→制御信号系
· 周波数制御信号：アナログ信号、帯域１MHz 
· 強度制御信号：アナログ信号、大域1MHz

· インターロック：デジタル信号（DC付近）
· アラインメント制御：デジタル信号（DC付近）
3. モニター系→データ収録系

· 出力：アナログ信号（高速10kHz）、デジタル信号（DC付近）
· 制御信号レベル：アナログ信号（高速10kHz）、デジタル信号（DC付近）
· 温度：デジタル信号（DC付近）
· 発振モード：TBD
· 内部情報：TBD
4. 施設→電源

· 単相200 V、150A

· 単相100 V、100A

5. 施設→冷却水系
· 1次冷却水：15度、流量：TBD

6. 施設→インターロック系
電気信号
· 非常事態通報：デジタル信号
7. 施設→光源全体
クリーンルームの設置

· 光源全体は、独立したクリーンルーム内に設置
· 出入り口のセンサーでインターロックを行なう

· 干渉計を収納する真空タンクにつながる入射窓フランジは、クリーンルーム内に設置
8. 干渉計→インターロック系
電気信号
· 非常事態通報：デジタル信号

· アンロック信号：デジタル信号
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